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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繊維供試品（９）の少なくとも１つのパラメータ（３０２）を測定する装置の運転方法
であって、
　繊維供試品（９）の少なくとも１つのパラメータ（３０２）が本装置により測定（２０
２）され、
　この測定（２０２）の結果（３０４）が、測定される供試品（９）に特有であり、繊維
構成体の直径及び／又は異物含有量に関係する所定の値から求められる、他のこのような
装置の測定とは無関係な目標値（３０５）と比較され、
　この比較から本装置の状態が推論される、
ことにより、本装置の診断方法が実施され、
　繊維供試品（９）の少なくとも１つのパラメータ（３０２）の測定（２０９）が行われ
、
　この診断方法後に、本装置が、この診断方法で使用された目標値（３０５）に調整（２
０６）されて、この調整（２０６）が次の測定（２０９）において使用される、
方法。
【請求項２】
　診断方法が規則正しい状態を生じない時、診断方法の後で測定の前に、本装置へ介入（
２０７）が行われる請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　介入（２０７）が本装置の部品の掃除又は交換である請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　調整（２０６）が、次の調整まですべての後続の測定（２０９）において使用される請
求項１から３までのいずれか１つに記載の方法。
【請求項５】
　比較（２０３）から推論される状態が装置の汚染度、老化度又は消耗度である請求項１
から４までのいずれか１つに記載の方法。
【請求項６】
　目標値（３０５）と測定（２０２）の結果（３０４）との差（３０６）が所定の閾値を
上回ると、警報信号（２０４）が出される請求項１から５までのいずれか１つに記載の方
法。
【請求項７】
　目標値（３０５）が所定の値であるか、又は少なくとも一つの所定の値から求められる
請求項１から６までのいずれか１つに記載の方法。
【請求項８】
　繊維供試品（９）が糸又はスライバのような縦長の実質的に円柱状の繊維構成体であり
、目標値（３０５）が繊維構成体の直径に関係する所定の値、例えば、糸番手又はスライ
バ番手から求められる請求項１から７までのいずれか１つに記載の方法。
【請求項９】
　本装置がヤーンクリヤラ、特に、光学ヤーンクリヤラであり、繊維供試品（９）が糸で
ある請求項１から８までのいずれか１つに記載の方法。
【請求項１０】
　繊維供試品（９）の少なくとも１つのパラメータ（３０２）を測定する装置であって、
供試品（９）の少なくとも１つのパラメータ（３０２）用のセンサ及びセンサの出力信号
を評価する評価装置を備えた装置において、
　評価装置が請求項１から９までのいずれか１つに記載の方法を実施するように構成され
ていることを特徴とする装置。
【請求項１１】
　センサが容量センサ又は光学センサである請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　本装置がヤーンクリヤラ、特に、光学ヤーンクリヤラである請求項１０又は１１に記載
の装置。
【請求項１３】
　本装置が少なくとも１つのパラメータ（３０２）のための所定の目標値（３０５）を入
力する入力装置を備えている請求項１０から１２までのいずれか１つに記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、繊維材料試験の分野にある。本発明は、請求項１の上位概念によれば、繊維
供試品の少なくとも１つのパラメータを測定する装置の診断方法に関する。更に本発明は
、別の独立請求項の上位概念によれば、繊維供試品の少なくとも１つのパラメータを測定
する装置の運転方法及び繊維供試品の少なくとも１つのパラメータを測定する装置に関す
る。本発明は、例えば紡糸機又は巻取り機のヤーンクリヤラにおいて使用することができ
る。
【背景技術】
【０００２】
　繊維材料を調べるための多数の異なる種類の装置及び方法が公知である。それらは、そ
の使用に応じて、２つの部門即ち実験室試験（オフライン）及び製造過程中の試験（オン
ライン）に分けられる。繊維試験装置において種々のセンサ原理が使用される。特定のセ
ンサ原理の使用は、とりわけどんな特性を最適に検出しようとするのかに関係している。
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特に糸試験においてしばしば使用されるセンサ原理は、容量原理及び光学原理である。後
者の原理では、糸が光源で照らされ、糸と相互作用する光が光検出器により検出される。
それから例えば糸太さ又は異物の存在が求められる。
【０００３】
　繊維材料を調べる際の問題は、センサの汚染である。汚物粒子は、例えば蜂蜜粒、ろう
破片、木綿破片、及び／又は例えば煤粒子又は汚水のように繊維材料自体に由来すること
がある。汚染は多くのセンサ形式において測定結果を誤らせる。しかしたいていの場合光
学センサはそれに見舞われる。光路にある光学部品例えば測定スリットを区画する窓上の
汚物堆積は測定光を吸収する。それによりセンサの感度が低下する。汚れにより測定結果
に誤りが生じ、それが誤解釈を生じることがある。
【０００４】
　従来技術は、汚染の問題を少なくするため種々の手段を提案している。このような方策
はセンサ面の浄化である。ドイツ連邦共和国特許出願公開第１０２００８０００６１０号
明細書は、危険な汚染状態に対する確実な予報を行うことができないことを確認している
。従って予防時間間隔でセンサ面の浄化過程を行わねばならない。米国特許第５７４８４
８１号明細書による方法は、関係するセンサの測定値を他のセンサの測定値と比較し、偏
差が確認されると、警報信号を出力する。
【０００５】
　従来技術から公知の別の方策は、汚染を自動的に補償することである。この目的のため
、米国特許第３３０９７５４号明細書は、所定の期間を上回る強度変化を補償するセンサ
回路を開示している。従ってセンサの汚染により生じる強度変化が補償されるが、センサ
信号における糸欠陥が確認可能である。欧州特許第０５７２５９２号明細書によれば、セ
ンサ信号がセンサ光源の強度を制御するために使用される。制御は、センサ信号に糸欠陥
が確認可能なほどゆっくり行われ、これに反しセンサの汚染により生じる強度変化はセン
サ信号に影響を与えない。英国特許出願公開第１４２８７５７号明細書は、繊維材料によ
り交互に影響されかつ繊維材料によっては影響されない光を同じ検出器へ入射させかつ検
出器信号の増幅を制御して、繊維材料により影響されない信号成分が一定のレベルに留ま
るようにすることを提案している。
【０００６】
　汚染のほかに、繊維材料の検査装置の規則正しくない状態の別の原因もある。このよう
な別の原因は、装置の部品例えば光学センサ装置にある光源の老化である。他の原因は、
装置の部品の摩耗又は消耗、例えば光学センサ装置にあって測定スリットを区画する光学
面の摩耗である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、繊維供試品の少なくとも１つのパラメータを測定する装置用の診断方
法を提示し、それにより装置の規則正しくない状態、例えば装置の汚染度、老化度又は消
耗度が自動的に確実に検出されるようにすることである。これに反し基準から著しくずれ
た状態例えば強い汚染の場合、警報が出されるので、装置を適切に整備することができる
。このような整備は、例えば装置の強く汚れた部分の浄化及び／又は装置の部分の交換を
含むことができる。
【０００８】
　更に本発明による診断方法が使用される、繊維供試品の少なくとも１つのパラメータを
測定する装置の運転方法及びこのような装置も提示される。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　これらの課題及び他の課題は、独立請求項に規定されているように、本発明による診断
方法、本発明による運転方法及び本発明による装置によって解決される。
【００１０】
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　繊維供試品の少なくとも１つのパラメータを測定する装置の本発明による診断方法では
、繊維供試品の少なくとも１つのパラメータが装置により測定される。測定の結果が、測
定される供試品に特有で他のこのような装置の測定とは無関係な目標値と比較される。比
較から装置の状態が推論される。
【００１１】
　米国特許出願公開第５７４８４８１号明細書から公知のように、目標値が例えば多数の
同じ装置の適当な信号の平均値によって形成されない限り、他のこのような装置の測定と
は無関係である。これは第１に次の利点を持っている。即ち本発明による方法は、別の同
じ姉妹装置の同時運転を指示されてない独立装置に対しても機能する、という利点を持っ
ている。第２に本発明による方法は、従来技術による方法よりも確実である。なぜならば
、すべての装置が同じように規則正しくない状態にある時、従来技術による方法は機能し
ないからである。
【００１２】
　好ましい実施形態では、比較から推論される状態が装置の汚染度、老化度又は消耗度で
ある。
【００１３】
　目標値と測定の結果との差が所定の閾値を上回ると、警報信号が出されるのがよい。目
標値が所定の値であるか、又は所定の値から求められるようにすることができる。繊維供
試品が糸又はスライバのような縦長の実質的に円柱状の繊維構成体であり、目標値が繊維
構成体の直径に関係する所定の値例えば糸番手又はスライバ番手から求められる。装置が
ヤーンクリヤラ特に光学ヤーンクリヤラであり、繊維供試品が糸である。
【００１４】
　本発明は、繊維供試品の少なくとも１つのパラメータを測定する装置の運転方法にも関
する。この方法において、装置の診断方法が実施され、繊維供試品の少なくとも１つのパ
ラメータの測定が行われる。診断方法は上述した診断方法である。
【００１５】
　診断方法が規則正しい状態を生じない時、診断方法の後で測定の前に、装置へ介入が行
われると有利である。介入が例えば装置の掃除又は装置の部品の交換である。掃除に加え
て又はその代わりに、診断方法後に装置が、診断方法で使用された目標値に調整され、こ
の調整が次の測定において使用されるようにすることができる。調整が、次の調整まです
べての後続測定において使用される。
【００１６】
　本発明により繊維供試品の少なくとも１つのパラメータを測定する装置は、供試品の少
なくとも１つのパラメータ用のセンサ及びセンサの出力信号を評価する評価装置を含んで
いる。評価装置は上述した診断方法及び上述した運転方法を実施するために設けられてい
る。
【００１７】
　好ましい実施形態では、センサが容量センサ又は光学センサである。装置がヤーンクリ
ヤラ特に光学ヤーンクリヤラであるのがよい。装置が少なくとも１つのパラメータのため
所定の目標値を入力する入力装置を持っていてもよい。
【００１８】
　本発明の好ましい実施例が、図面により以下に詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】　本発明による装置のセンサを示す。
【図２】　本発明による方法の実施例の流れ図を示す。
【図３】　少ない汚染（ａ）及び強い汚染（ｂ）の場合測定信号と目標値との比較を示す
。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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　図１は、本発明による装置に組込むことができる光学センサ装置１を示す。センサ装置
１は、少なくとも１つの光検出器を持つ測定セル本体２、及び保持素子４に保持される光
源例えば発光ダイオードを持つ照明素子３を含んでいる。測定セル本体２は、供試品９例
えば糸を動かすため長手方向に通すことができる測定スリット５を持つ複合構成体である
。光源は光を測定スリット５へ送り、そこで光が供試品９と相互作用する。光の一部は少
なくとも１つの光検出器により検出される。センサ装置１の出力信号は増幅され、（図示
しない）評価装置において評価される。こうして供試品９の少なくとも１つのパラメータ
例えば糸の直径及び／又は異物含有量が測定される。評価は更に測定される供試品部分の
品質の評価を含むことができ、この評価の際少なくとも１つの測定されるパラメータが所
定の品質基準を満たしているか否かが確認される。品質基準は例えば太い個所又は異物の
除去限界であってもよい。
【００２１】
　図２の流れ図は本発明による診断方法の実施例を示す。供試品９に特有の目標値が規定
される（２０１）。光学糸測定装置では、これは例えば測定すべき糸９の予め知られてい
る糸番手であってもよく、密度がわかっているか又は評価されている場合、この糸番手か
ら糸直径が計算される。測定段階２０２において、供試品９の一部がセンサ装置１により
測定される。その際センサ装置１は供試品９をその長さに沿って走査して、供試品９の少
なくとも１つのパラメータを測定する。測定２０２のために使用される供試品部分は、少
なくとも統計的に十分代表的な供試品９の試料が測定されるような長さであるようにする
。即ち供試品９に場合によっては存在する欠陥個所は、測定２０２の結果に対した影響を
及ぼさない。この目的のため、典型的な糸９にとって数ｍ例えば１０ｍで十分である。
【００２２】
　測定２０２に続いて、測定２０２の結果が所定の目標値と比較される（２０３）。比較
２０３が図３に示されている。図は、２つの異なる汚染状態に対してそれぞれ１つの線図
を示し、測定で得られる供試品９のパラメータ３０２の測定値が、時間３０１又は供試品
９上の位置に対して、測定曲線３０３として示されている。測定曲線３０３はここでは連
続する線として示されているが、分離した測定点の密な連続から構成されていてもよい。
測定２０２の結果として、例えば供試品部分に沿って測定されるすべての測定値の平均値
を使用することができる。このような平均値が、水平に延びる破線の直線３０４として示
されている。所定の目標値は水平に延びる実線の直線３０５として示されている。図３（
ａ）は、センサ装置１の少し汚染している表面を持つ状態を示す。この状態で測定２０２
の平均値３０４は、目標値３０５とは僅かしか相違しておらず、即ち対応する差３０６は
小さい。これに反し図３（ｂ）は強い汚染を持つ状態を示す。ここでは目標値３０５と平
均値３０６との間に大きい差３０６が生じる。
【００２３】
　本発明による診断方法では、図２に示すように、測定の結果が所定の目標値３０５と比
較される（２０３）。比較２０３は、例えば目標値３０５と測定結果３０４との差３０６
の形成によって行うことができる。図３（ａ）におけるように、差３０６が所定の閾値の
下にあると、比較２０３は十分な結果を生じ、即ちセンサ装置１は汚染していないか又は
適度に汚染しているだけである。この場合供試品９の本来の測定２０９を行うことができ
る。既に測定２０２の場合に述べたように、測定２０９の際センサ装置１が供試品９をそ
の長さに沿って走査し、供試品９の少なくとも１つのパラメータを測定する。繊維供試品
９におけるこのような測定２０９は、従来技術から公知である。測定２０９の終了後、新
たな測定を行うことができる（２１０）。これが先の測定２０９と同じ形式（例えば同じ
糸番手）の供試品９において行われると、目標値２０５を変える必要がない。これに反し
重要な特徴において先の供試品とは異なる供試品を測定する場合、新しい供試品に相当す
る新しい目標値を入力するのが有利である。
【００２４】
　目標値３０５と測定結果３０４との差３０６が閾値を上回ると、比較２０３がセンサ装
置１の強い汚染を示唆する不十分な結果を生じる。この場合適当な汚染警報が自動的に送
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ができる。センサ装置１はそれにより掃除するか又はしないことができる（２０５）。掃
除２０７は操作員により手動で行われるか、又は適当な装置例えば掃除ロボットにより自
動的に行われる。掃除後万一の調整を初期値へ戻さねばならない（２０８）。掃除２０７
後一層少ない汚染度を考慮するために、新たな測定２０２も行わねばならない。掃除が行
われていない場合、装置を少なくとも調整することができる（２０６）。この目的のため
次の測定２０９のために調整アルゴリズムが準備され、この調整アルゴリズムにより測定
値が修正されて、測定の結果が目標値３０５に一致するようになる。調整アルゴリズムは
、修正される測定値の平均値が目標値３０５に一致するように、調整アルゴリズムが例え
ば測定値と修正係数との乗算を含むことができる。このような修正係数は、目標値３０５
と測定２０２の際求められる平均値３０４との関係に等しい。
【００２５】
　上記の実施例はセンサ装置１（図１参照）の汚染に関する。しかし本発明による装置の
規則正しくない状態は、別の原因例えば照明素子３にある発光ダイオードの老化を持って
いることもある。後者の場合掃除２０７（図２参照）の代わりに、発光ダイオード、照明
素子３又はセンサ素子１全体の交換を行うことができる。装置の規則正しくない状態の別
の原因は、例えば測定スリット５を区画する透明な窓の摩耗であることがある。この場合
適当な介入は、測定セル本体２又はセンサ装置１全体の交換であろう。本発明による装置
の規則正しくない状態の別の原因は、装置へのおなじような介入によって除去することが
できる。
【００２６】
　もちろん本発明は上述した実施例に限定されない。本発明を知れば、当業者は本発明の
対象にも属する別の変形例も推論できるであろう。
【符号の説明】
【００２７】
　１　　　　　　　センサ装置
　２　　　　　　　測定セル本体
　３　　　　　　　照明素子
　４　　　　　　　保持素子
　５　　　　　　　測定スリット
　９　　　　　　　供試品
　２０１　　　　　目標値入力
　２０２　　　　　測定
　２０３　　　　　測定の結果と目標値との比較
　２０４　　　　　警報
　２０５　　　　　掃除についての決定
　２０６　　　　　調整
　２０７　　　　　掃除
　２０８　　　　　調整の戻し
　２０９　　　　　測定
　２１０　　　　　測定についての決定
　２１１　　　　　新しい目標値についての決定
　３０１　　　　　時間又は供試品上の位置のための軸
　３０２　　　　　パラメータの測定値のための軸
　３０３　　　　　測定曲線
　３０４　　　　　測定値の平均値
　３０５　　　　　目標値
　３０６　　　　　目標値と測定結果との差
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